
JP 2014-521122 A5 2015.9.17

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成27年9月17日(2015.9.17)

【公表番号】特表2014-521122(P2014-521122A)
【公表日】平成26年8月25日(2014.8.25)
【年通号数】公開・登録公報2014-045
【出願番号】特願2014-520398(P2014-520398)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  21/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  21/06     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/64     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   21/00     　　　　
   Ｇ０２Ｂ   21/06     　　　　
   Ｇ０１Ｎ   21/64     　　　Ｅ

【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　収束された光ビームを操作する方法であって、
　サンプル内の焦点に、レンズの後瞳でのビームの断面が個々のビームレットを含む励起
光ビームをレンズにより収束させるステップと、
　他のビームレットが該後瞳を照射する状態で、該レンズの後瞳での励起ビームの個々の
ビームレットの方向及び／又は相対位相を、波面変調素子により個々に変更するステップ
と、
　該個々のビームレットの方向または相対位相が変更された状態で、前記焦点から放射さ
れる放射光を検出するステップと、
　該レンズの後瞳での個々のビームレットの方向を制御して前記焦点からの放射光を最大
または最少にするステップと、
　該レンズの後瞳での個々のビームレットの相対位相を制御して前記焦点からの放射光を
増加させるステップとを備える、前記方法。
【請求項２】
　前記焦点の位置を前記サンプル内の複数の異なる位置に変更するステップと、
　前記焦点が前記異なる位置にあるときに前記焦点から放射される放射光を検出するステ
ップと、
　前記焦点の前記異なる位置から検出された放射光に基づき、前記サンプルの画像を生成
するステップとをさらに備える、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記焦点が前記異なる位置にあるときに、
　前記レンズの後瞳での前記励起ビームの前記個々のビームレットの方向または相対位相
を、前記波面変調素子により個々に変更するステップと、
　前記個々のビームレットの方向または相対位相が変更された状態で、前記焦点から放射
される放射光を検出するステップと、
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　前記個々のビームレットの方向を制御して前記焦点からの放射光を最大または最少にす
るステップと、
　前記個々のビームレットの相対位相を制御して前記焦点からの放射光を増加させるステ
ップとをさらに備える、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　前記励起光は第１の波長を有し、前記放射光は該第１の波長よりも小さい第２の波長を
有する、請求項１から３のいずれか一項記載の方法。
【請求項５】
　前記励起光は第１の波長を有し、前記放射光は該第１の波長よりも大きい第２の波長を
有する、請求項１から３のいずれか一項記載の方法。
【請求項６】
　前記波面変調素子は反射型空間光変調器を含み、かつ
　前記空間光変調器の活性層から反射される光にグローバル位相ランプを適用して、前記
活性層から反射される光と前記空間光変調器の他のインタフェースから反射される光との
間に非ゼロ方向を誘導するステップをさらに備える、請求項１から５のいずれか一項記載
の方法。
【請求項７】
　前記焦点からの放射光を最大または最少にするのに用いる前記個々のビームレットの方
向を決定するステップをさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記レンズの後瞳での他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記レン
ズの後瞳での前記ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点からの信号の放射を観察するス
テップと、
　前記観察された信号の放射に基づき、前記ビームレットの方向を決定するステップとを
含む、請求項１から６のいずれか一項記載の方法。
【請求項８】
　前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　少なくとも２つの位相値に亘って前記ビームレットの位相を変更してから、前記位相値
のそれぞれについて、
　前記レンズの後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記
レンズの後瞳での前記ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点からの信号の放射を観察するス
テップと、
　前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前
記ビームレットの方向を決定するステップとをさらに備える、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記レンズの後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記
レンズの後瞳での前記ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点からの信号の放射を観察するス
テップと、
　前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前
記ビームレットの方向を決定するステップとを含むプロセスを少なくとも２回繰り返すス
テップをさらに備える、請求項７または８のいずれか一項記載の方法。
【請求項１０】
　前記焦点からの放射光を増加させる前記個々のビームレットの相対位相を決定するステ
ップをさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも１つについて、
　前記レンズの後瞳での前記他のビームレットの位相が固定され維持された状態で、前記
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レンズの後瞳での前記ビームレットの位相を変更するステップと、
　前記ビームレットの位相が変更された状態で、前記焦点からの信号の放射を観察するス
テップと、
　前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点からの信号光の放射を増加させる前記ビ
ームレットの相対位相を決定するステップとを含む、請求項７から９のいずれか一項記載
の方法。
【請求項１１】
　前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記レンズの後瞳での前記他のビームレットの位相が固定され維持された状態で、前記
レンズの後瞳での前記ビームレットの位相を変更するステップと、
　前記ビームレットの位相が変更された状態で、前記焦点からの信号の放射を観察するス
テップと、
　前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点からの信号光の放射を増加させる前記ビ
ームレットの相対位相を決定するステップとを含むプロセスを少なくとも２回繰り返すス
テップをさらに備える、請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記個々のビームレットの方向を決定す
るステップをさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも１つについて、
　前記レンズの後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記
レンズの後瞳での前記ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記ビームレットの光学特性をディザ周
波数でディザするステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記ディザ周波数で、前記焦点
からの前記信号の放射のスペクトル成分を観察するステップと、
　前記ビームレットの方向の関数としての前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点
からの放射光が最大または最少になる前記ビームレットの方向を決定するステップとを含
む、請求項１から１１のいずれか一項記載の方法。
【請求項１３】
　前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記個々のビームレットの方向を決定す
るステップをさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記レンズの後瞳での第１のビームレットおよび第２のビームレットの方向を同時に変
更するステップと、
　前記第１のビームレットの方向が変更された状態で、第１のディザ周波数で前記第１の
ビームレットの光学特性をディザするステップと、
　前記第２のビームレットの方向が変更された状態で、第２のディザ周波数で前記第２の
ビームレットの光学特性をディザするステップと、
　前記第１および第２のビームレットの方向が変更された状態で、前記第１および第２の
ビームレットに対応する前記第１および第２のディザ周波数で前記焦点から放射される信
号の放射のスペクトル成分を同時に観察するステップと、
　各ビームレットに対応する、前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点からの放射
光が最大または最少になる前記第１および第２のビームレットの方向を決定するステップ
と、を含む、請求項１から１２のいずれか一項記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１および第２のディザ周波数は無相関である、請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記ビームの断面は前記焦点に収束された少なくともＮ個（Ｎ＞２）の個々のビームレ
ットを含み、
　前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記個々のビームレットの方向を決定す
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るステップをさらに備え、
　前記決定のステップは、
　前記レンズの後瞳に前記Ｎ個のビームレットを配するステップと、
　前記配されたＮ個のビームレットを前記サンプル内の焦点に収束させるステップと、
　前記配されたＮ個のビームレットについて、
　前記レンズの後瞳での前記Ｎ個のビームレットの方向を同時に変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記Ｎ個のビームレットのそれぞれの光
学特性を固有のディザ周波数でディザするステップと、
　前記Ｎ個のビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記Ｎ個のビームレット
に対応するＮ個の固有のディザ周波数で前記焦点から放射される信号の放射のスペクトル
成分を同時に観察するステップと、
　前記Ｎ個のビームレットのそれぞれに対応する、前記観察された信号の放射に基づき、
前記Ｎ個のビームレットの方向を決定するステップとを含む、請求項１から１２のいずれ
か一項記載の方法。
【請求項１６】
　前記Ｎ個のビームレットの方向は第１の光学素子により変更され、前記Ｎ個のビームレ
ットの光学特性は第２の光学素子によりディザされる、請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　前記励起光ビームが収束された焦点に参照ビームを収束させるステップと、
　前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記個々のビームレットの方向を決定す
るステップと、をさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記レンズの後瞳でのビームレットの方向を変更するステップと、
　前記変更されたビームレット以外の１つまたは複数の個々のビームレットを前記レンズ
の後瞳から転換させるステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、かつ前記変更されたビームレット以外の
前記１つまたは複数の個々のビームレットが前記レンズの後瞳から転換された状態で、前
記焦点からの信号の放射を観察するステップと、
　前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前
記ビームレットの方向を決定するステップとを含む、請求項１から６のいずれか一項記載
の方法。
【請求項１８】
　前記レンズの後瞳での前記ビームレットの方向を変更するステップは、前記ビームレッ
トが反射される鏡の位置を変更するステップを含み、
　前記変更されたビームレット以外の前記１つまたは複数の個々のビームレットを転換さ
せるステップは、転換されたビームレットがデジタルマイクロミラーアレイの個々のマイ
クロミラーから反射される方向を選択するステップを含む、請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記レンズの後瞳での前記ビームレットの方向を変更するステップは、前記ビームレッ
トが反射される鏡の位置を変更するステップを含み、
　前記変更されたビームレット以外の前記１つまたは複数の個々のビームレットを転換さ
せるステップは、前記１つまたは複数の個々のビームレットに対応する前記空間光変調器
上の位置の１つまたは複数の位相ランプを選択して、前記１つまたは複数の個々のビーム
レットを転換させるステップを含む、請求項１７記載の方法。
【請求項２０】
　前記レンズの後瞳でのビームレットの方向を変更するステップは、前記ビームレットが
反射される鏡の位置を変更するステップを含み、
　前記変更されたビームレット以外の前記１つまたは複数の個々のビームレットを転換さ
せるステップは、転換されたビームレットが可変鏡の個々の部分から反射される方向を選
択するステップを含む、請求項１７記載の方法。
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【請求項２１】
　方向及び／又は相対位相が異なるＰ個（Ｐは整数）の個々のビームレットは、前記レン
ズの後瞳で互いに重複する断面を有し、
　前記Ｐ個の個々のビームレットの方向および相対位相を制御するステップは、前記レン
ズの後瞳でのＱ個（Ｑは整数であり、Ｑ＞Ｐ）の異なる構成ビームレットの方向を個別に
制御するステップを含む、請求項１から２０のいずれか一項記載の方法。
【請求項２２】
　各個のビームレットの複数の先端角のそれぞれおよび複数の傾斜角のそれぞれについて
、前記焦点の位置を前記サンプル内の複数の異なる位置に変更するステップと、
　前記複数の先端角のそれぞれ、前記複数の傾斜角のそれぞれ、および前記焦点の前記サ
ンプル内における複数の異なる位置のそれぞれについて、前記焦点から放射される放射光
を検出するステップと、
　前記焦点の前記複数の位置から検出された放射光に基づき、前記複数の先端角および傾
斜角のそれぞれについて、前記焦点の全位置に亘って合成した前記サンプルからの放射光
が最大になるビームレットの先端角および傾斜角を決定するステップとをさらに備える、
請求項１から６のいずれか一項記載の方法。
【請求項２３】
　前記ビームの断面における１つまたは複数のビームレットは前記焦点に収束されない、
請求項１記載の方法。
【請求項２４】
　光学系の結像面上の焦点での光の強度を増加させる方法であって、
　前記光学系のレンズにより、サンプルからの放射光のビームを集めるステップであり、
前記レンズの後瞳から現れる前記放射光のビームの断面が、該レンズの後瞳での個々のビ
ームレットを含むステップと、
　前記光ビームを前記結像面上の焦点に収束させるステップと、
　前記後瞳からの他のビームレットが収束された状態で、前記焦点での前記放射光ビーム
の個々のビームレットの方向及び／又は相対位相を、波面変調素子により個々に変更する
ステップと、
　前記個々のビームレットの方向または相対位相が変更された状態で、前記焦点での光の
強度を検出するステップと、
　前記個々のビームレットの方向および相対位相を制御して、前記焦点での光の強度を増
加させるステップとを備える、前記方法。
【請求項２５】
　前記焦点は半透明マスクのピンホールに位置する、請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
　前記波面変調素子は反射型空間光変調器を含み、前記空間光変調器の活性層から反射さ
れる光にグローバル位相ランプを適用して、前記活性層から反射される光と前記空間光変
調器の他のインタフェースから反射される光との間に非ゼロ方向を誘導するステップをさ
らに備える、請求項２４または２５記載の方法。
【請求項２７】
　前記焦点での光の強度を増加させるのに用いる前記個々のビームレットの方向を決定す
るステップをさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記焦点での他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記焦点での前記
ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点での光の強度を観察するステッ
プと、
　前記観察された強度に基づき、前記ビームレットの方向を決定するステップとを含む、
請求項２４から２６のいずれか一項記載の方法。
【請求項２８】
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　前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　少なくとも２つの位相値に亘って前記ビームレットの位相を変更してから、前記位相値
のそれぞれについて、
　前記焦点での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記焦点での
前記ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点での光の強度を観察するステッ
プと、
　前記観察された強度に基づき、前記ビームレットの方向を決定するステップとをさらに
備える、請求項２７記載の方法。
【請求項２９】
　前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記焦点での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記焦点での
前記ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点での光の強度を観察するステッ
プと、
　前記観察された強度に基づき、前記ビームレットの方向を決定するステップとを含むプ
ロセスを少なくとも２回繰り返すステップをさらに備える、請求項２７または２８記載の
方法。
【請求項３０】
　前記焦点での光の強度を増加させる前記個々のビームレットの相対位相を決定するステ
ップをさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも１つについて、
　前記焦点での前記他のビームレットの位相が固定され維持された状態で、前記焦点での
前記ビームレットの位相を変更するステップと、
　前記ビームレットの位相が変更された状態で、前記焦点での光の強度を観察するステッ
プと、
　前記観察された強度に基づき、前記ビームレットの相対位相を決定するステップとを含
む、請求項２７から２９のいずれか一項記載の方法。
【請求項３１】
　前記焦点での光の強度を増加させる前記個々のビームレットの方向を決定するステップ
をさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも１つについて、
　前記焦点での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記焦点での
前記ビームレットの方向を変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記ビームレットの光学特性をディザ周
波数でディザするステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記ディザ周波数で、前記焦点
からの強度信号のスペクトル成分を観察するステップと、
　前記ビームレットの方向の関数としての前記観察された強度信号のスペクトル成分に基
づき、前記ビームレットの方向を決定するステップとを含む、請求項２４から３０のいず
れか一項記載の方法。
【請求項３２】
　前記焦点での光の強度を増加させる前記個々のビームレットの方向を決定するステップ
をさらに備え、
　前記決定のステップは、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、
　前記焦点での第１のビームレットおよび第２のビームレットの方向を同時に変更するス
テップと、
　前記第１のビームレットの方向が変更された状態で、第１のディザ周波数で前記第１の
ビームレットの光学特性をディザするステップと、
　前記第２のビームレットの方向が変更された状態で、第２のディザ周波数で前記第２の
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ビームレットの光学特性をディザするステップと、
　前記第１および第２のビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記第１およ
び第２のビームレットに対応する前記第１および第２のディザ周波数で前記焦点からの強
度信号のスペクトル成分を同時に観察するステップと、
　各ビームレットに対応する、前記観察された強度信号の放射のスペクトル成分に基づき
、前記第１および第２のビームレットの方向を決定するステップと、を含む、請求項２４
から３１のいずれか一項記載の方法。
【請求項３３】
　前記ビームの断面は前記焦点に収束された少なくともＮ個（Ｎ＞２）の個々のビームレ
ットを含み、
　前記焦点での光の強度を増加させる前記個々のビームレットの方向を決定するステップ
をさらに備え、
　前記決定のステップは、前記Ｎ個のビームレットについて、
　前記焦点での前記Ｎ個のビームレットの方向を同時に変更するステップと、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記Ｎ個のビームレットのそれぞれの光
学特性を固有のディザ周波数でディザするステップと、
　前記Ｎ個のビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記Ｎ個のビームレット
に対応するＮ個の固有のディザ周波数で前記焦点からの強度信号のスペクトル成分を同時
に観察するステップと、
　前記Ｎ個のビームレットのそれぞれに対応する、前記観察された強度信号のスペクトル
成分に基づき、前記Ｎ個のビームレットの方向を決定するステップと、を含む、請求項２
４から３２のいずれか一項記載の方法。
【請求項３４】
　前記Ｎ個のビームレットの方向は第１の光学素子により変更され、前記Ｎ個のビームレ
ットの光学特性は第２の光学素子によりディザされる、請求項３１から３３のいずれか一
項記載の方法。
【請求項３５】
　励起光ビームを生成するように構成される光源と、
　前記励起光ビームをサンプル内の焦点に収束させるように構成されるレンズであり、こ
こで、該レンズの後瞳でのビームの断面が個々のビームレットを含む、レンズと、
　他のビームレットが該後瞳を照射する状態で、該レンズの後瞳での励起ビームの個々の
ビームレットの方向又は相対位相を個々に変更するように構成される波面変調素子と、
　前記個々のビームレットの方向または相対位相が変更された状態で、前記焦点から放射
される放射光を検出するように構成される検出器とを備える顕微鏡システムであって、
　前記波面変調素子はさらに、前記検出された放射光に応じて、該レンズの後瞳での個々
のビームレットの方向を制御して前記焦点からの放射光を最大または最少にし、かつ該レ
ンズの後瞳での個々のビームレットの相対位相を制御して前記焦点からの放射光を増加さ
せるように構成される、前記顕微鏡システム。
【請求項３６】
　前記焦点の位置を前記サンプル内の複数の異なる位置に変更するように構成される１つ
または複数の調節可能な鏡と、
　前記焦点の前記異なる位置から検出された放射光に基づき、前記サンプルの画像を生成
するように構成されるプロセッサと、をさらに備える、請求項３５記載の顕微鏡システム
。
【請求項３７】
　前記励起光は第１の波長を有し、前記放射光は前記第１の波長よりも小さい第２の波長
を有する、請求項３５または３６記載の顕微鏡システム。
【請求項３８】
　前記励起光は第１の波長を有し、前記放射光は前記第１の波長よりも大きい第２の波長
を有する、請求項３５または３６記載の顕微鏡システム。



(8) JP 2014-521122 A5 2015.9.17

【請求項３９】
　前記波面変調素子は反射型空間光変調器を含み、前記反射型空間光変調器は、前記光変
調器の活性層から反射される光にグローバル位相ランプを適用して、前記空間光変調器の
前面から反射される光と前記活性層から反射される光との間に非ゼロ角度を誘導するよう
に構成される、請求項３５から３８のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項４０】
　前記波面変調素子はさらに、前記レンズの後瞳での他のビームレットの方向が固定され
維持された状態で、前記レンズの後瞳での前記個々のビームレットの少なくとも一部の方
向を変更するように構成され、
　前記レンズの後瞳での前記ビームレットの方向が変更された状態で、かつ前記レンズの
後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記サンプルから放
射される、前記検出された放射光に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少にな
る前記少なくとも一部の個々のビームレットの方向を決定するように構成される１つまた
は複数のプロセッサをさらに備える、請求項３５から３８のいずれか一項記載の顕微鏡シ
ステム。
【請求項４１】
　前記波面変調素子はさらに、少なくとも２つの位相値に亘って各個のビームレットの位
相を変更してから、前記位相値のそれぞれについて、前記レンズの後瞳での前記他のビー
ムレットの方向が固定され維持された状態で、前記レンズの後瞳での前記ビームレットの
方向を変更するように構成され、
　前記レンズの後瞳での前記ビームレットの方向が前記位相値のそれぞれで変更された状
態で、前記サンプルから放射される、前記検出された放射光に基づき、前記焦点からの放
射光が最大または最少になる前記個々のビームレットの方向を決定するように構成される
１つまたは複数のプロセッサをさらに備える、請求項４０記載の顕微鏡システム。
【請求項４２】
　前記波面変調素子はさらに、前記レンズの後瞳での前記他のビームレットの位相が固定
され維持された状態で、前記レンズの後瞳での各個のビームレットの位相を変更するよう
に構成され、
　前記ビームレットの位相が変更された状態で、前記サンプルから放射される、前記検出
された放射光に基づき、前記焦点からの信号光の放射を増加させる前記ビームレットの相
対位相を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに備える、請求項
４０に記載顕微鏡システム。
【請求項４３】
　前記波面変調素子はさらに、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、前記
レンズの後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記レンズ
の後瞳での前記ビームレットの方向を変更し、前記ビームレットの方向が変更された状態
で、前記少なくとも一部の個々のビームレットの光学特性をディザ周波数でディザするよ
うに構成され、
　前記検出器はさらに、前記ビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記ディ
ザ周波数で前記放射光のスペクトル成分を検出するように構成され、
　前記変更されたビームレットの方向の関数としての前記検出された放射光のスペクトル
成分に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記少なくとも一部の個々
のビームレットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに
備える、請求項３５から３９のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項４４】
　前記波面変調素子はさらに、前記個々のビームレットの少なくとも１つについて、前記
レンズの後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記レンズ
の後瞳での前記ビームレットの方向を変更するように構成され、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記少なくとも１つのビームレットの光
学特性をディザ周波数でディザするように構成されるディザリング光学素子をさらに備え
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、
　前記検出器はさらに、前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記ディザ周波数
で前記放射光のスペクトル成分を検出するように構成され、
　前記変更されたビームレットの方向の関数としての前記検出された放射光のスペクトル
成分に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記少なくとも１つのビー
ムレットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに備える
、請求項３５記載の顕微鏡システム。
【請求項４５】
　前記波面変調素子は反射型空間光変調器を含み、
　前記ディザリング光学素子はデジタルマイクロミラーアレイまたは可変鏡を含む、請求
項４４記載の顕微鏡システム。
【請求項４６】
　前記波面変調素子はさらに、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、前記
レンズの後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記レンズ
の後瞳での前記個々のビームレットの方向を同時に変更するように構成され、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記少なくとも１つのビームレットの光
学特性をディザ周波数でディザするように構成されるディザリング光学素子をさらに備え
、
　前記検出器はさらに、前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記ディザ周波数
で前記放射光のスペクトル成分を検出するように構成され、
　前記変更されたビームレットの方向の関数としての前記検出された放射光のスペクトル
成分に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記少なくとも１つのビー
ムレットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに備える
、請求項３５から４５のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項４７】
　前記波面変調素子はさらに、前記個々のビームレットの少なくとも一部について、前記
レンズの後瞳での前記他のビームレットの方向が固定され維持された状態で、前記レンズ
の後瞳での前記個々のビームレットの方向を同時に変更するように構成され、
　第１のビームレットの方向が変更された状態で、第１のディザ周波数で前記第１のビー
ムレットの光学特性をディザし、第２のビームレットの方向が変更された状態で第２のデ
ィザ周波数で前記第２のビームレットの光学特性をディザするように構成されるディザリ
ング光学素子をさらに備え、
　前記検出器はさらに、前記ビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記第１
および第２のディザ周波数で前記放射光のスペクトル成分を検出するように構成され、
　前記変更されたビームレットの方向の関数としての前記検出された放射光のスペクトル
成分に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記第１および第２の個々
のビームレットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに
備える、請求項３５から４５のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項４８】
　前記第１および第２のディザ周波数は無相関である、請求項４７記載の顕微鏡システム
。
【請求項４９】
　前記波面変調素子は前記ディザリング光学素子とは異なる、請求項４７記載の顕微鏡シ
ステム。
【請求項５０】
　前記ビームの断面は少なくともＮ個（Ｎ＞２）の個々のビームレットを含み、
　前記レンズは前記Ｎ個の個々のビームレットを前記焦点に収束させるように構成され、
　前記波面変調素子は、前記レンズの後瞳での前記Ｎ個のビームレットの方向を同時に変
更するように構成され、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記Ｎ個の個々のビームレットのそれぞ
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れの光学特性を固有のディザ周波数でディザするように構成されるディザリング光学素子
をさらに備え、前記検出器はさらに、前記ビームレットの方向が変更された状態で、実質
的にＮ個のディザ周波数で前記放射光のスペクトル成分を検出するように構成され、
　前記変更されたビームレットの方向の関数としての前記検出された放射光のスペクトル
成分に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前記Ｎ個の個々のビームレ
ットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに備える、請
求項３５から４４のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項５１】
前記波面変調素子は前記ディザリング光学素子とは異なる、請求項５０記載の顕微鏡シス
テム。
【請求項５２】
　前記波面変調素子は、前記レンズの後瞳での各個のビームレットの方向を変更するよう
に構成され、
　励起光のビームが収束された前記焦点に参照ビームを配すように構成される１つまたは
複数の参照ビーム光学素子と、
　前記変更されたビームレット以外の１つまたは複数の個々のビームレットを前記レンズ
の後瞳から転換させるように構成される転換光学素子と、をさらに備え、
　前記検出器はさらに、前記ビームレットの方向が変更された状態で、かつ前記変更され
たビームレット以外の前記１つまたは複数の個々のビームレットを前記レンズの後瞳から
転換させた状態で、前記焦点からの信号の放射を観察するように構成され、
　前記観察された信号の放射に基づき、前記焦点からの放射光が最大または最少になる前
記ビームレットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに
備える、請求項３５から４４のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項５３】
　前記転換光学素子は、前記個々のビームレットを前記レンズの後瞳から選択的に転換さ
せるように構成されるデジタルマイクロミラーアレイを含み、
　前記レンズの後瞳でのビームレットの方向を変更するステップは、前記ビームレットが
反射される、前記アレイの１つまたは複数の鏡の位置を変更するステップを含む、請求項
５２記載の顕微鏡システム。
【請求項５４】
　前記転換光学素子は前記空間光変調器であり、
　前記空間光変調器は、転換される前記１つまたは複数の個々のビームレットに対応する
、前記空間光変調器上の１つまたは複数の位相ランプを適用するように構成され、
　前記レンズの後瞳での前記変更されたビームレットの方向を変更するように構成される
１つまたは複数の鏡をさらに備える、請求項５２記載の顕微鏡システム。
【請求項５５】
　前記転換光学素子は可変鏡を含み、前記可変鏡は、１つまたは複数の個々のビームレッ
トを転換させるために形状を変化させるように構成され、
　前記レンズの後瞳での前記変更されたビームレットの方向を変更させるように構成され
る１つまたは複数の鏡をさらに備える、請求項５２記載の顕微鏡システム。
【請求項５６】
　前記光源は、方向及び／又は相対位相が異なり、前記レンズの後瞳で互いに重複する断
面を有するＰ個（Ｐは整数）の個々のビームレットを配し、
　前記波面変調素子は、前記Ｐ個の個々のビームレットの方向および相対位相を制御する
ように構成され、前記制御は、前記レンズの後瞳でのＱ個（Ｑは整数で、Ｑ＞Ｐ）の異な
る構成ビームレットの方向をそれぞれ個別に制御することを含む、請求項４０から５５の
いずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項５７】
　前記波面変調素子は反射型空間光変調器を含む、請求項３５から５６のいずれか一項記
載の顕微鏡システム。
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【請求項５８】
　前記波面変調素子は可変鏡を含む、請求項３５から５６のいずれか一項記載の顕微鏡シ
ステム。
【請求項５９】
　前記波面変調素子はデジタルマイクロミラーアレイを含む、請求項３５から５６のいず
れか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項６０】
　サンプルからの放射光のビームであり、レンズの後瞳での個々のビームレットを含む前
記ビームを集めるように構成されるレンズと、
　焦点に前記放射光ビームを収束させるように構成される１つまたは複数の収束光学素子
と、
　前記後瞳からの他のビームレットが収束される状態で、前記焦点での前記放射光ビーム
の個々のビームレットの方向及び／又は相対位相を個々に変更するように構成される波面
変調素子と、
　前記個々のビームレットの方向または相対位相が変更された状態で、前記焦点での光の
強度を検出するように構成される検出器と、を備える顕微鏡システムであり、
　前記波面変調素子はさらに、検出された放射光に応じて、個々のビームレットの方向お
よび相対位相を制御して前記焦点での光の強度を増加させる、前記顕微鏡システム。
【請求項６１】
　ピンホールを定義する半透明のマスクをさらに備え、
　前記ピンホールは前記焦点に位置する、請求項６０記載の顕微鏡システム。
【請求項６２】
　前記波面変調素子は反射型空間光変調器を含み、前記反射型空間光変調器は、前記空間
光変調器の活性層から反射される光にグローバル位相ランプを適用して、前記活性層から
反射される光と前記空間光変調器の他のインタフェースから反射される光との間に非ゼロ
方向を誘導するように構成される、請求項６０または６１記載の顕微鏡システム。
【請求項６３】
　前記波面変調素子はさらに、前記焦点での前記他のビームレットの位相が固定され維持
された状態で、前記焦点での前記ビームレットの方向を変更するように構成され、
　前記検出器は、前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点での光の強度を
観察するように構成され、
　前記観察された強度に基づき、前記焦点での光の強度を増加させるのに用いる前記個々
のビームレットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに
備える、請求項６０から６２のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項６４】
　前記波面変調素子はさらに、少なくとも２つの位相値に亘って前記ビームレットの位相
を変更してから、前記位相値のそれぞれについて、前記焦点での前記他のビームレットの
方向が固定され維持された状態で、前記焦点での前記ビームレットの方向を変更するよう
に構成され、
　前記検出器は、前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記焦点での光の強度を
観察するように構成され、
　前記観察された強度に基づき、前記ビームレットの方向を決定するように構成される１
つまたは複数のプロセッサをさらに備える、請求項６３記載の顕微鏡システム。
【請求項６５】
　前記波面変調素子は、前記焦点での前記他のビームレットの位相が固定され維持された
状態で、前記焦点での前記ビームレットの位相を変更するように構成され、
　前記検出器は、前記ビームレットの位相が変更された状態で、前記焦点での光の強度を
観察するように構成され、
　前記観察された強度に基づき、前記焦点での光の強度を増加させる前記ビームレットの
相対位相を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに備える、請求
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項６３記載の顕微鏡システム。
【請求項６６】
　前記波面変調素子は、前記焦点での前記他のビームレットの方向が固定され維持された
状態で、前記焦点での前記ビームレットの方向を変更するように構成され、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記ビームレットの光学特性をディザ周
波数でディザするように構成されるディザリング光学素子をさらに備え、
　前記検出器は、前記ビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記ディザ周波
数で前記焦点での強度信号のスペクトル成分を観察するように構成され、
　前記ビームレットの方向の関数としての前記観察された強度信号のスペクトル成分に基
づき前記ビームレットの方向を決定するように構成される１つまたは複数のプロセッサを
さらに備える、請求項６０から６５のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
【請求項６７】
　前記第１のおよび第２のディザ周波数は無相関である、請求項６６記載の顕微鏡システ
ム。
【請求項６８】
　前記放射ビームの断面は、前記焦点に収束された少なくともＮ個（Ｎ＞１）の個々のビ
ームレットを含み、
　前記波面変調素子は、前記焦点での前記Ｎ個のビームレットの方向を同時に変更するよ
うに構成され、
　前記ビームレットの方向が変更された状態で、前記Ｎ個のビームレットのそれぞれの光
学特性を固有のディザ周波数でディザするように構成されるディザリング光学素子をさら
に備え、
　前記検出器は、前記Ｎ個のビームレットの方向が変更された状態で、実質的に前記Ｎ個
のビームレットに対応するＮ個の固有のディザ周波数で前記焦点からの前記強度信号のス
ペクトル成分を観察するように構成され、
　前記Ｎ個のビームレットのそれぞれに対応する、前記観察された強度信号のスペクトル
成分に基づき、前記焦点での光の強度を増加させる前記Ｎ個のビームレットの方向を決定
するように構成される１つまたは複数のプロセッサをさらに備える、請求項６０から６７
のいずれか一項記載の顕微鏡システム。
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